
１ はじめに 

 現在，半導体部品は加工技術の進歩から微細化が進ん

でいる．同時に製造においては，製品のコモディティ化に

より大量生産が必要となっている．これらの現状により外観

検査は目視検査から装置による自動化が進められており，

装置には検査の高速化と信頼性が求められている[1]． 

 外観検査装置では，検査対象となる部品固有の特徴点

の検出により良否の判断がなされている．この検査におい

て，画像中に装置の故障等が原因の予期せぬ異常が発生

し，特徴点の認識を妨げる事象が起こる．本稿では，1つの

アルゴリズムを用いて，様々な検査対象に対して予期せぬ

異常を検出する手法について提案する． 

 

 

2 外観検査装置と検査画像 

図１は本研究でサンプルの提供をしていただいた上野

精機株式会社の外観検査装置である[2].この装置の外観

検査部の構造を図２に示した.検査手順としてラインからチ

ップをエアチャックでピックアップし，そのはんだ面をカメラ

で撮像し図 3 に示すような画像を得る．その画像中の検査

対象となる部分領域のみを抽出するために個々の検査対

象特有の特徴から検査対象を判定し，位置補正をかける．

その後，対象ごとに設定されたパラメーターを用いて，傷や

汚れなどの欠陥を検出する流れとなる． 

図４はこのような想定された欠陥以外の異常画像の例で

ある．A はチップを反対にピックアップしており，はんだ面を

認識できない状態である．B はピックアップの際のチップの

ずれが大きくなってしまった状態である．C はエアチャック

のノズルがチップを吸着できなかった状態である．D は照

明の故障により，背景が過度に反射してしまった状態であ

る．本研究ではこのような異常の検出を行う． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 原理 

 本手法では，比較する基準となる画像を生成し，基準画

像と検査画像の差分画像の面積から判別を行う．本研究

の対象となる画像は，各画像ごとにエアチャックでピックア

ップしたときのチップのズレなどの変化が現れるためにその

変化に対応する方法として，画素ごとの変化の推移から検

査位置を限定し，差分画像から微小な変化を取り除く平滑

化フィルタを適応している．図５はこの手法の流れを表した

フローチャートである．  

 初めに，複数枚の正常画像から標準偏差値と平均値を

計算し，基準画像に記録する．そしてこの基準画像と検査

画像から各画素で差をとり，設定した値以上となる差を持

つ画素を表示する差分画像を生成する．この時標準偏差

値の大きな画素に関しては，検査画素から除外する．生成

された差分画像より，平滑化フィルタをかけて画像を生成し，

その画像に現れる画素数によって異常を検出する． 
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図 1 外観検査装置 図 2 検査部の構成 

図 4 異常画像例 図 3 検査画像例 

図 5 検査のフローチャート 
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4 実験 

4.1 標準偏差による検査領域の限定 

 図６は標準偏差による許容される変化に対応する手法の

処理前後を比較したものである．図６．A がこの領域を除外

せずに差分を表示したもので，図６．B は除外したものの一

例である．A に表示された領域はチップのズレを表している．

画素数は 1318 から 10 に削減できた.  

 

     図 6 検査領域の限定の前後比較 

 

4.2 平滑化フィルタによる孤立点の削除 

図７は差分画像に対して，平滑化フィルタをかける前

後を比較している．基準画像に対して異常な領域では

差分が塊となって表示されるのに対し，図７．A のように

正常画像では，4.1 の処理では削除できなかったチップ

のズレが差分としてまばらに表示されることがある．これ

に平滑化フィルタを適応することで図７．B のように孤立

点の面積を減らすことができる．結果としてこの図７では

画素数が 293 から 0 に減らすことができている. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 異常画像の検出結果 

図８は図４に示した異常画像をそれぞれ本手法を用い

て検出した画像である.画素数に関しては，表１で示した

通り，正常画像で数十から数百の画素に対して明らかな

差が出ていることが分かる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 まとめ 

異常画像の検出に関しては，単純に差分画像を用い

て検出することができる．しかし正常な画像にも変化はお

こるためそれに対処するために標準偏差による検査位

置の選定と平滑化フィルタによるまばらな変化の削除が

有効な手段である．今後の展望としては，正常画像にも

差分画像で多くの画素数がみられるものや異常画像で

も画素数が正常画像と同等のものがあるためこれらを正

しく判別するためにさらに精度を高める必要がある． 
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図 8 異常画像の検出結果 

A.処理前 B.処理後 

 

   図 7 平滑化フィルタ適応前後の比較 

A.処理前 B.処理後 

表 1 異常画像の画素数 
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